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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Drucksensor, insbesondere einen Mehrbereichs-
drucksensor. Kapazitive Drucksensoren umfassen
gewohnlich eine Messmembran und eine Gegenkdr-
per, wobei die Messmembran entlang eines umlau-
fenden Randes druckdicht mit einem Gegenkérper
verbunden ist, wobei zwischen dem Gegenkorper
und der Messmembran eine Messkammer gebildet
ist, in welcher ein Referenzdruck anliegt, wobei eine
von der Messkammer abgewandte Aulenseite der
Messmembran mit einem zu messenden Druck be-
aufschlagbar ist, wobei die Messmembran druckab-
hangig verformbar ist, wobei der Drucksensor einen
kapazitiven Wandler mit mindestens einer Gegenkér-
perelektrode und mindestens einer Membranelektro-
de aufweist, wobei die Kapazitat zwischen der Ge-
genkdrperelektrode und der Membranelektrode von
der druckabhangigen Verformung der Messmembran
abhéngt, wobei ein zentraler Flachenabschnitt der
Messmembran im Falle einer Uberlast an dem Ge-
genkodrper mit einer Anlageflache anliegt, deren Gro-
Re druckabhangig ist.

[0002] Durch das Anliegen am Gegenkérper ist die
Messmembran iber einen weiten Uberlastdruckbe-
reich abgestitzt, wodurch das Erreichen der Berst-
spannung in der Messmembran verhindert wird. Da-
mit ist der Sensor zwar einerseits vor Zerstérung ge-
schitzt, andererseits ist eine kapazitive Druckmes-
sung in dem Bereich hoher Driicke nicht mehr mog-
lich.

[0003] Um dies dennoch zu ermdglichen, besteht
die Mdglichkeit den Abstand zwischen Messmem-
bran und Gegenkdrper zu vergroRern, wodurch die
Messmembran erst bei hdheren Dricken auf dem
Gegenkorper aufsetzt. Dies ist jedoch aus zwei Grin-
den nachteilig. Erstens nimmt mit gréRerem Abstand
zwischen den Elektroden die Dynamik dC/dp ab, und
zweitens wird das Erreichen der Berstspannung und
damit die Zerstérung es Drucksensors wahrscheinli-
cher. Andererseits kann man steifere Messmembra-
nen verwenden, was wiederum zu Einbuf3en bei der
Dynamik dC/dp fihrt.

[0004] Es sind aber Messaufgaben bekannt, bei de-
nen wahrend eines Vakuumprozesses niedrige Dri-
cke mit hoher Genauigkeit zu messen sind, wobei
in anschlielenden Sattdampfsterilisationen der Pro-
zessanlage, der vorherrschende Dampfdruck zu er-
fassen ist. Letzteres darf ggf. mit geringerer Messge-
nauigkeit erfolgen.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, hier Abhilfe zu schaffen. Die Aufgabe wird
erfindungsgeman geldst durch den Drucksensor ge-
mafl dem unabhéngigen Patentanspruch 1.
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[0006] Der erfindungsgemafie Drucksensor umfasst
eine Messmembran und einen Gegenkoérper, wobei
die Messmembran entlang eines umlaufenden Ran-
des druckdicht mit dem Gegenkoérper verbunden ist,
wobei zwischen dem Gegenkdrper und der Mess-
membran eine Messkammer gebildet ist, in welcher
ein Referenzdruck anliegt, wobei eine von der Mess-
kammer abgewandte AuRenseite der Messmembran
mit einem zu messenden Druck beaufschlagbar ist,
wobei die Messmembran druckabhangig verformbar
ist, wobei der Drucksensor einen kapazitiven Wand-
ler mit mindestens einer Gegenkérperelektrode und
mindestens einer Membranelektrode aufweist, wo-
bei die Kapazitat zwischen der Gegenkérperelektro-
de und der Membranelektrode von der druckabhan-
gigen Verformung der Messmembran abhéngt, wobei
zumindest ein zentraler Fldchenabschnitt der Mem-
branelektrode oberhalb eines Druckgrenzwerts fur
den Druck an dem Gegenkérper mit einer Anlagefla-
che anliegt, deren GroRRe druckabhangig ist, wobei
der Drucksensor weiterhin einen resistiven Wandler
aufweist zum Wandeln einer druckabhangigen Ver-
formung der Messmembran bei Drucken oberhalb
des Druckgrenzwerts in ein elektrisches Signal an-
hand eines elektrischen Widerstands der von der An-
lageflache der Messmembran am Gegenkdrper ab-
hangt.

[0007] Der Referenzdruck kann bei Absolutdruck-
sensoren ein Vakuumdruck von beispielsweise weni-
ger als 107 mbar bzw. bei einem Relativdrucksensor
der umgebende Atmosphérendruck sein.

[0008] In einer Weiterbildung der Erfindung weist der
resistive Wandler mindestens zwei Elektroden auf,
wobei der elektrische Widerstand, anhand dessen
der resistive Wandler das elektrische Signal bereit-
stellt, zwischen den mindestens zwei Elektroden zu
bestimmen ist.

[0009] In einer Weiterbildung der Erfindung weist
der resistive Wandler mindestens eine Widerstands-
schicht auf, mit welcher mindestens eine der Elektro-
den des resistiven Wandlers beschichtet ist, wobei
die Widerstandsschicht einer ersten Elektrode des re-
sistiven Wandlers bei Driicken oberhalb des Druck-
grenzwerts eine Kontaktflache zu einer zweiten Elek-
trode bzw. zu einer Widerstandsschicht der zweiten
Elektrode aufweist, welche von der Anlageflache der
Messmembran am Gegenkoérper abhangt. In einer
Weiterbildung der Erfindung ist die Kontaktflache im
wesentlichen gleich der Anlagefléche.

[0010] In einer Weiterbildung der Erfindung bildet
die Membranelektrode des kapazitiven Wandlers ei-
ne erste der Elektroden des resistiven Wandlers,
und wobei die Gegenkoérperelektrode des kapazitiven
Wandlers eine zweite Elektrode des resistiven Wand-
lers bildet.
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[0011] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
der kapazitive Wandler mindestens zwei Gegenkdr-
perelektroden, wobei eine erste der Gegenkorper-
elektroden in einem ersten radialen Bereich angeord-
net ist und eine zweite der gegen Gegenkdrperelek-
troden in einem zweiten radialen Bereich angeordnet
ist, wobei der erste radiale Bereich kleinere Radien
umfasst als der zweite radiale Bereich, wobei fur ei-
nen ersten Druckbereich oberhalb des Druckgrenz-
werts die Anlageflache nur in dem ersten radialen Be-
reich ausgebildet ist, wobei der resistive Wandler da-
zu eingerichtet ist, ein Signal bereitzustellen, welches
vom Widerstand zwischen der ersten Gegenkdrper-
elektrode und der Membranelektrode abhangt.

[0012] Die beiden Gegenkdrperelektroden kdénnen
gemal einer Ausgestaltung der Erfindung als Diffe-
rentialkondensator beschaltet sein, wobei die Kapa-
zitdten gegeniber der Membranelektrode in der Ru-
helage der Messmembran gleich sind. Ein haufig ver-
wendete Ubertragungsfunktion fiir diese Differential-
kondensatoren hat die Form p = p((cp — cr)/cr).

[0013] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
der Drucksensor weiterhin eine Auswerteschaltung,
welche dazu eingerichtet ist, bei Driicken unter-
halb des Druckgrenzwerts einen kapazitatsabhangi-
gen Druckmesswert bereitzustellen, wobei in einem
Wertebereich oberhalb des Druckgrenzwerts das Si-
gnal des resistiven Wandlers in die Bestimmung des
Druckmesswerts eingeht.

[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Auswerteschaltung dazu eingerichtet, zumindest fur
einen Teilbereich des ersten Druckbereichs, welcher
unmittelbar an den Druckgrenzwert anschlief3t, einen
Druckmesswert in Abhéngigkeit von einer Kapazitat
zwischen der Membranelektrode und der zweiten Ge-
genkdrperelektrode zu bestimmen.

[0015] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Auswerteschaltung dazu eingerichtet, einen Druck-
messwert in Abhdngigkeit des Signals des resistiven
Wandlers zu bestimmen, wenn der Widerstand einen
Widerstandsgrenzwert unterschreitet.

[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung wird
auch in einem zweiten Druckbereich, der an den
ersten Druckbereich zu geringeren Dricken hin an-
schlie3t, ein Druckmesswert der Kapazitat zwischen
der Membranelektrode und der zweiten Gegenkdr-
perelektrode bestimmt, wobei der zweite Druckbe-
reich eine Untergrenze aufweist, die beispielsweise
nicht weniger als 75%, vorzugsweise nicht weniger
als 90% des Druckgrenzwerts betragt.

[0017] Die Bestimmung des Drucks im zweiten Be-
reich unterhalb des Druckgrenzwerts ausschlief3lich
anhand der Kapazitat der duReren Gegenelektrode
ermoglicht eine stetige Druckmessung in einem Be-
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reich, in dem die Kapazitat der inneren Gegenkorper-
elektrode mit steigendem Druck divergiert, so dass ei-
ne zuverlassige Wandlung in ein kapazitatsabhangi-
ges Signal erschwert ist. Gleichermalen ist bei Dri-
cken unmittelbar oberhalb des Druckgrenzwerts die
Kontaktflache noch so gering, dass das Signal des re-
sistiven Wandlers ebenfalls starken Schwankungen
unterworfen ist. Hier bietet die Kapazitat der aulde-
ren Elektrode einen Ansatz zur Bereitstellung eines
stetigen Signals mit dem der kritische Ubergangsbe-
reich um den Druckgrenzwert gut abgedeckt werden
kann, wenngleich die Dynamik dcr/dp der Kapazitat
der aulleren Gegenkdrperelektrode naturgemaf be-
grenzt ist.

[0018] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
die Widerstandsschicht SiC oder TiO,. In einer Wei-
terbildung der Erfindung weisen die Messmembran
und der Gegenkorper einen keramischen Werkstoff
auf, insbesondere Korund, wobei die Elektroden des
kapazitiven Wandlers Metall aufweisen.

[0019] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Messmembran einen Halbleiter auf, insbesondere Si-
lizium.

[0020] Die Erfindung wird nun anhand eines in den
Zeichnungen dargestellten Ausfihrungsbeispiels er-
lautert. Es zeigt:

[0021] Fig. 1: einen schematischen Langsschnitt
durch ein Ausflhrungsbeispiel eines erfindungsge-
mafen Drucksensors;

[0022] Fig. 2: ein Diagramm der Kapazitaten ei-
nes Ausflhrungsbeispiels eines kapazitiven Druck-
sensors mit einem Differentialkondensator in einem
rein kapazitiv auszuwertenden Druckbereich;

[0023] Fig. 3: ein Diagramm einer Ubertragungs-
funktion, welche anhand der Kapazitaten des Diffe-
rentialkondensators aus Fig. 2 zu bestimmen ist; und

[0024] Fig. 4: eine Darstellung der Kapazitaten des
Differentialkondensators und der Kontaktflache zwi-
schen der inneren Elektrode des Differentialkonden-
sators und der Membranelektrode in einem Druckbe-
reich um den Druckgrenzwert

[0025] Der in Fig. 1 dargestellte Drucksensor 1 um-
fasst eine kreisscheibenférmige, keramische Mess-
membran 2, die mit einem erheblich steiferen kreis-
plattenférmigen, keramischen Gegenkdrper 3 ent-
lang einer umlaufenden Flgestelle 4 unter Bildung
einer Messkammer 5 zwischen dem Gegenkdrper 3
und der Messmembran 2 druckdicht geflgt ist. Die
Messmembran und der Gegenkdrper kénnen insbe-
sondere Korund aufweisen. Die Fligestelle kann ins-
besondere ein Aktivhartlot, beispielsweise ein Zr-Ni-
Ti-Aktivhartlot oder Glas, aufweisen.
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[0026] Die Messmembran weist auf ihrer gegenkér-
perseitigen Oberflache eine vollflachige Membran-
elektrode 7 auf, die beispielsweise eine Metallschicht,
insbesondere eine Ta-Schicht umfasst, wobei die
Elektrode einen Durchmesser von 2 R aufweist, wo-
bei R der Radius des auslenkbaren Bereichs der
Messmembran ist, der dem Innenradius der FU-
gestelle entspricht. Auf der messmembranseitigen
Oberflache des Gegenkdrpers ist eine zentrale, kreis-
flachenférmige Messelektrode 8 angeordnet, die von
einer bezuglich der Membranelektrode 7 in der Ru-
helage der Messmembran 2 im wesentlichen kapa-
zitatsgleichen kreisringférmigen Referenzelektrode 9
umgeben ist. Der Abstand der Referenzelektrode 9
zur Messelektrode 8 und zur Fiigestelle 4 betragt je-
weils etwa 0,1 R. Die Referenzelektrode 9 und die
Messelektrode 8 sind lber metallische Durchfiihrun-
gen 10, 11 durch den Grundkdrper elektrisch kon-
taktiert. Die Membranelektrode 7 kann beispielswei-
se Uber die Flgestelle 4 auf Schaltungsmasse gelegt
sein.

[0027] Die Messelektrode 8 ist mit einer elektrischen
Widerstandsschicht 18 bedeckt, die beispielsweise
SiC in einer Starke von beispielsweise 10-100 ym
Der spezifische Widerstand der Schicht betragt bei-
spielsweise etwa 1 kQ'm bis 10 kQ-m.

[0028] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
weist die Widerstandsschicht TiO, tandioxyd oder do-
tiertes TiO, auf, wobei mit dem TiO, angrenzend an
die Flgestelle ein Lotstopp prapariert ist, welcher
beim Fligen der Messmembran mit dem Grundkorper
ein Einlaufen des Aktivhartlots in die Messkammer
5 verhindert. Da ein galvanischer Kontakt zwischen
der Flgestelle und dem Loétstopp entsteht, ist der L6t-
stopp von der aulieren Gegenkorperelektrode zu iso-
lieren. Dazu ist die Widerstandsschicht am einfachs-
ten auf der Membranelektrode aufzutragen. Wenn ei-
ne TiO,-Widerstandsschicht mit Létstoppfunktion auf
dem Gegenkorper prapariert werden soll, ist sie ent-
sprechend zu strukturieren, so dass die Gegenkor-
perelektroden und die Fligestelle gegeneinander iso-
liert sind.

[0029] Wenn die Messmembran 2 oberhalb eines
Druckgrenzwerts in einem solchen Male ausgelenkt
ist, dass sich ihr Zentrum an dem Gegenkdrper 3
abstltzt, kommt es zu einem elektrischen Kontakt
zwischen der Membranelektrode 7 und der Mess-
elektrode 8, bzw. bei noch hdheren Dricken und
einem hinreichend geringen Gleichgewichtsabstand
zwischen Messmembran und Gegenkdrper ggf. auch
zwischen der Membranelektrode 7 und der Referen-
zelektrode 9. Aufgrund der Widerstandsschichten 18,
19, auf den Elektroden kommt es jedoch nicht zu ei-
nem Kurzschluss, sondern zu einem definierten Wi-
derstand, dessen Wert mit zunehmender Kontaktfla-
che abnimmt. Der Widerstand ist hierbei beispiels-
weise zwischen Schaltungsmasse, auf welcher die
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Membranelektrode 7 liegt, und den Durchfiihrungen
10 bzw. 11 der Messelektrode 8 bzw Referenzelektro-
de 9 zu erfassen. Im dargestellten Ausfihrungsbei-
spiel liegt die Membranelektrode 7 Gber die tber elek-
trisch leitende Flgestelle 4, welche ein Aktivhartlot
aufweist, auf Schaltungsmasse. Sollt die Messmem-
bran mittels eines Glaslots mit dem Gegenkorper ge-
fugt sein, so kann die Membranelektrode beispiels-
weise mit einer (hier nicht gezeigten) elektrischen
Durchfiihrung durch den Gegenkérper und durch die
Flgestelle kontaktiert sein.

[0030] Wie in Fig. 2 dargestellt, haben die Kapazi-
taten des zuvor beschriebenen Differentialkondensa-
tors im wesentlichen den folgenden druckabhangigen
Verlauf. In der Ruhelage der Messmembran, die bei
einem Druck p = 0 auftritt ist die Messelektrodenka-
pazitat gleich der Referenzelektrodenkapazitat. Mit
zunehmendem Druck steigt die mit einer kontinuier-
lichen Linie dargestellte Messelektrodenkapazitat cp
starker an als die mit einer punktierten Linie darge-
stellte Referenzelektrodenkapazitat cr. Fig. 3 zeigt
nun eine typische Ubertragungsfunktion (cp — cr)/cr
auf Basis der in Fig. 2 dargestellten Kapazitaten, wo-
bei der kapazitive Wandler ein Signal ausgibt, wel-
ches eine Funktion von der Ubertragungsfunktion ist.
Der (ibliche Anwendungsbereich einer solchen Uber-
tragungsfunktion erstreckt sich beispielsweise Uber
eine Druckbereich von p = -0,3 bis p = 0,3 bzw. p
= -0,5 bis p = 0,5, wobei p = 1 der Druck ist, bei
dem das Zentrum der Messmembran am Gegenkdr-
per zur Anlage kommt. Wie in Fig. 2 ersichtlich, ist die
Messelektrodenkapazitat cp fur p > 0,5 stark anstei-
gend, was zur Folge hat, dass beispielweise ein rela-
tiv grofder Wertebereich eines AD-Wandlers fiir einen
kleinen Druckbereich zu verwenden ist, der zudem
haufig am Rande des hauptsachlich interessierenden
Messbereichs liegt. Wenn der Druck noch weiter ge-
gen p = 1 steigt, geht die Messelektrodenkapazitat
theoretisch gegen unendlich, weshalb sie bzw. die
daraus abgeleitete Ubertragungsfunktion zur Bestim-
mung eines Druckmesswerts dann nicht mehr geeig-
net ist. In Fig. 4 sind zur Erlduterung dieser Proble-
matik nochmals die Messelektrodenkapazitat cp (mit
durchgezogener Linie) und die Referenzelektroden-
kapazitat cr (mit punktierter Linie) fir einen Druck-
bereich zwischen p = 0,5 und p = 2 dargestellt. Zu-
dem ist die Kontaktflache zwischen der Messelektro-
de und der Membranelektrode (mit gestrichelter Li-
nie) dargestellt. Fir p > 0,8 bzw. 0,9 steigt die Mess-
elektrodenkapazitat so stark an, das eine Auswertung
eines entsprechenden Signals nur mit groBem Auf-
wand durchfiihrbar ist. Zudem bricht die Messelektro-
denkapazitat bei p = 1 zusammen, da es zu einem
Kontakt zwischen den beteiligten Elektroden kommt.
Andererseits ist die vom resistiven Wandler zu erfas-
sende Kontaktflache bei p = 1 noch sehr gering, so
dass relative geringe Druckschwankungen zu einem
instabilen Widerstandssignal fihren kénnen. Daher
ist der resistive Wandler, welcher den Widerstand er-
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fasst erst ab beispielsweise p > 1,05 bzw. p > 1,1 zu-
verlassig zur Bestimmung der Kontaktflache bzw. des
Drucks heranzuziehen. Fiir den Druckbereich Uber-
gangsbereich um p = 1, beispielsweise 0,9 <p < 1,05
bzw. 0,8 <p < 1,1 bietet sich eine Druckbestimmung
anhand der Referenzelektrodenkapazitat an, die in
diesem Ubergangsbereich zwar nur ein Mindestmaf
an Dynamik dc/dp >0 aufweist, aber im Gegensatz
zu den zuvor beschriebenen elektrischen GréfRen ei-
nen stabilen und stetigen Verlauf hat, anhand dessen
dem eine Druckmessung in dem Ubergangsbereich
durchgefiihrt bzw. unterstiitzt werden kann.

Patentanspriiche

1. Drucksensor (1), umfassend
eine Messmembran (2); und
einen Gegenkorper (3),
wobei die Messmembran (2) entlang eines umlaufen-
den Randes druckdicht mit dem Gegenkoérper (3) ver-
bunden ist,
wobei zwischen dem Gegenkérper(3) und der Mess-
membran (2) eine Messkammer (5) gebildet ist, in
welcher ein Referenzdruck anliegt,
wobei eine von der Messkammer (5) abgewandte Au-
Renseite der Messmembran (2) mit einem zu mes-
senden Druck beaufschlagbar ist,
wobei die Messmembran (2) druckabhangig verform-
bar ist, wobei der Drucksensor (1) einen kapaziti-
ven Wandler mit mindestens einer Gegenkoérperelek-
trode (8, 9) und mindestens einer Membranelektro-
de (7) aufweist, wobei die Kapazitat zwischen der
mindestens einen Gegenkdrperelektrode (8, 9) und
der Membranelektrode (7) von der druckabhangigen
Verformung der Messmembran (2) abhangt, wobei
zumindest ein zentraler Fl&chenabschnitt der Mess-
membran (2) oberhalb eines Druckgrenzwerts flir den
Druck an dem Gegenkorper mit einer Anlageflache
(A(p)) anliegt, deren GrofRe druckabhangig ist,
wobei der Drucksensor weiterhin einen resistiven
Wandler aufweist zum Wandeln einer druckabhangi-
gen Verformung der Messmembran bei Driicken in ei-
nem Wertebereich oberhalb des Druckgrenzwerts in
ein elektrisches Signal anhand eines elektrischen Wi-
derstands, der von der Anlageflache der Messmem-
bran (2) am Gegenkérper (3) abhangt.

2. Drucksensor nach Anspruch 1 wobei der resisti-
ve Wandler mindestens zwei Elektroden (7, 8, 9) auf-
weist, wobei der elektrische Widerstand, anhand des-
sen der resistive Wandler das elektrische Signal be-
reitstellt, zwischen den mindestens zwei Elektroden
zu bestimmen ist.

3. Drucksensor nach Anspruch 2, wobei der resisti-
ve Wandler mindestens eine Widerstandsschicht (18,
19) aufweist, mit welcher mindestens eine der Elek-
troden (7, 8, 9) des resistiven Wandlers beschichtet
ist, wobei die Widerstandsschicht einer ersten Elek-
trode (7) des resistiven Wandlers bei Driicken ober-
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halb des Druckgrenzwerts eine Kontaktflache (A(p)
) zu einer zweiten Elektrode (8) bzw. zu einer Wi-
derstandsschicht (18), 19) der zweiten Elektrode (8,
9) aufweist, welche von der Anlageflache der Mess-
membran (2) am Gegenkorper (3) abhéngt.

4. Drucksensor nach Anspruch 3, wobei die Kon-
taktflache (A(p)) im wesentlichen gleich der Anlage-
flache ist.

5. Drucksensor nach Anspruch 2 oder einem von
Anspruch 2 abhanigen Anspruch, wobei die Mem-
branelektrode (7) des kapazitiven Wandlers eine ers-
te der Elektroden des resistiven Wandlers bildet, und
wobei die mindestens eine Gegenkdrperelektrode (8,
9) des kapazitiven Wandlers eine zweite Elekirode
des resistiven Wandlers bildet.

6. Drucksensor nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der kapazitive Wandler mindes-
tens zwei Gegenkdrperelektroden (8, 9) umfasst, wo-
bei eine erste der Gegenkdrperelektroden (8) in ei-
nem ersten radialen Bereich angeordnet ist und ei-
ne zweite der gegen Gegenkdrperelektroden (9) in
einem zweiten radialen Bereich angeordnet ist, wo-
bei der erste radiale Bereich kleinere Radien umfasst
als der zweite radiale Bereich, wobei fir einen ersten
Druckbereich oberhalb des Druckgrenzwerts die An-
lageflache nur in dem ersten radialen Bereich ausge-
bildet ist, wobei der resistive Wandler dazu eingerich-
tetist, ein Signal bereitzustellen, welches vom Wider-
stand zwischen der ersten Gegenkdrperelektrode (8)
und der Membranelektrode (7) abhangt.

7. Drucksensor nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, weiterhin umfassend eine Auswer-
teschaltung, welche dazu eingerichtet ist bei Dri-
cken unterhalb des Druckgrenzwerts einen kapazi-
tatsabhangigen Druckmesswert bereitzustellen, wo-
bei oberhalb des Druckgrenzwerts das Signal des
resistiven Wandlers in die Bestimmung des Druck-
messwerts eingeht.

8. Drucksensor nach Anspruch 6 und 7, wobei die
Auswerteschaltung dazu eingerichtet ist, zumindest
fur einen Teilbereich des ersten Druckbereichs, wel-
cher unmittelbar an den Druckgrenzwert anschlief3t,
einen Druckmesswert in Abhangigkeit von einer Ka-
pazitdt zwischen der Membranelektrode und der
zweiten Gegenkodrperelektrode zu bestimmen.

9. Drucksensor nach Anspruch 7 oder 8, wobei
die Auswerteschaltung dazu eingerichtet ist, einen
Druckmesswert in Abhangigkeit des Signals des re-
sistiven Wandlers zu bestimmen, wenn der Wider-
stand einen Widerstandsgrenzwert unterschreitet.

10. Drucksensor nach Anspruch 3, oder einem von
Anspruch 3 abhangigen Anspruch, wobei die Wider-
standsschicht SiC oder TiO, aufweist.
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11. Drucksensor nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei die Messmembran und der Gegen-
kérper einen keramischen Werkstoff, insbesondere
Korund aufweisen, wobei die Elektroden des kapazi-
tiven Wandlers Metall aufweisen.

12. Drucksensor nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei die Messmembran einen Halblei-
ter aufweist, insbesondere Silizium.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen

7 819 59 19

AAANANNNNN AN AN ANNANANNN N AN AN -

//// Z. 22227, 222022 /////y/x\// y4 %

AN A LILQIAIILASTORONRGRRN S XN /

/ 2 PV 270270027 2122721 A ~—4
\Q

NN N\

1110 Fig. 1

2.5

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

7/8



2015.06.11

DE 10 2013 113 843 A1

1.5

cr(p)

cp(p) - cr(p)

Fig. 4

8/8



	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

